





























1检测系统  2砂轮 3 工件 4 机床 
图 1 非球面磨削加工系统 
图 1 所示是非球面磨削加工系统示意图。
O 是加工与检测的基准点; 加工时,砂轮沿加















               
               
               
               
               
               
                
              



















































图 4 光学显微镜自动对焦的光路图 
如图 5 所示激光束经反射镜以偏心 s 射向
物镜,激光束与物镜的光轴平行,成像于物镜的
焦平面 M 点,反射后经辅助目镜成像于接受面
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I=1 表示 PC 微机发出驱动电机后退信号,I=2
表示 PC 微机发出驱动电机前进信号,I=3 表示
初步对焦完成，进一步精确对焦。另外，光栅
信号不仅用来测移动工作台位移，还用来判断
伺服电机是否失步。 
5 小结 
测量系统的测量精度由光学显微镜自动对
焦定位精度与光栅位移测量精度决定。而光学
显微镜自动对焦定位精度取决于显微镜放大倍
数与光电池（或光电探测器）对激光强度的敏
感度。该系统最大优点是测量范围大，可用于
大型非球面透镜补偿加工中测量。 
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